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Abstract of DE4325724 

The invention relates to a device and method for examining an object and for affecting the object, the radiation emitted by an object being detected by a detector which 
produces a conesponding detector signal. This detector signal is subsequently processed such that a non-focusing apparatus for directed exposure of the partial 
surface of the object can be controlled as a function of the detector signal. 
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@ Vorrichtung und Verfahren zur Untersuchung eines Objektes und zur Einwirkung auf das Objekt 

@ Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren 
zur Untersuchung eines Objekts und zur Einwirkung auf das 
Objekt, wobei die von einem Objekt ausgehende Strahlung 
von einem Detektor empfangen wird, der ein entsprechen- 
des Detektorsignal erzeugt. Dieses Detektorstgnal wird 
derart weiterverart>eitet, daS eine nicht fokussierende Ein- 
richtung zur gerichteten Bestrahlung der Teilflache des 
Objekts in Abhangigkeit vom Detektorsignal angesteuert 
werden kann. 
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